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Beschreibung

[0001] Die Erfindung liegt auf den Gebiet des berih-
rungslosen Abtastens von Oberflachen von Gegenstan-
den insbesondere von Miinzen, minzartigen Wertmar-
ken oder dergleichen Gegensténde.

[0002] Verfahren zum berlhrungslosen Prifen von
Minzen werden beispielsweise mit Hilfe induktiver
und/oder opto-elektronischer Mittel durchgefuhrt. Aus
der Druckschrift EP 0508560 ist ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum berthrungslosen Prifen von Miinzen
bekannt. Bei dem gekannten Verfahren wird die Miinze
mit Hilfe abgetasteter physikalischer Signale auf ihre
Echtheit gepruft. Bei der Prifung wird die Mlnze inner-
halb eines Prifzyklus um mindestens 360° gedreht, wo-
beidie Miinze mit Hilfe radial verstellbarer Spannelemen-
te gegenuber einem Sensor zunachst zentriert und an-
schlieend gedreht wird. Voraussetzung flr eine hohe
Genauigkeit bei der optoelektronischen Miinzpriifung ist
bei dem bekannten Verfahren, dal} ein genaues und ex-
aktes Erfassen und Zentrieren der zu priifenden Miinze
erfolgt, da bereits kleinste Ungenauigkeiten und Abwei-
chungen beim Zentrieren und anschlieRenden Abtasten
zu Fehlinterpretationen und Betriebsstérungen fiihren
kénnen. Hierflr ist bei dem bekannten Verfahren ein re-
lativ groRer mechanischer Aufwand notwendig. Weitere
Verfahren, die den Stand der Technik darstehen, werden
in der US-A-4267916, DE-A-2716740 und EP-A-
0724237 beschrieben.

[0003] Insbesondere bei mobilen Minzprifgeraten
muf darauf geachtet werden, daR trotz nicht zu verhin-
dernder Schwingungen die exakte Aufnahme und Fih-
rung der Miinze wahrend des Prifzyklus gewahrleistet
ist und Fehlinterpretationen sicher vermieden werden.
[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Sensoreinrichtung und ein Verfahren zum be-
rihrungslosen Abtasten einer Oberflache von Gegen-
stédnden, insbesondere einer Miinze, einer miinzartigen
Wertmarke oder dergleichen Gegenstande zu schaffen,
welche es ermdglichen, den mechanischen Aufwand
zum Erreichen einer ausreichenden Genauigkeit bei der
Munzprifing zu vermindern, wobei die Sensoreinrich-
tung und das Verfahren so gestaltet sein sollen, dal
Oberflachen verschiedenster Gegenstande abgetastet
werden kénnen.

[0005] Diese Aufgabe wird beieiner Sensoreinrichtung
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 erfindungsge-
maf dadurch geldst, dafl der Sensor mehrere Sensore-
lemente mit einer jeweiligen individuellen Sensorflache
aufweist, wobei von den individuellen Sensorflachen der
mehreren Sensorelemente eine Sensormatrix gebildet
ist, und die mehreren Sensorelemente zum berihrungs-
losen Abtasten einzeln derart adressierbar sind, dal aus
den mehreren Sensorelementen eine Anzahl ausge-
wahlter Sensorelemente elektronisch ausgewahlt und
adressiert werden kann.

[0006] Der wesentliche Vorteil, welcher mit der Erfin-
dung gegenliber dem Stand der Technik erreicht ist, be-
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steht darin, dal® eine Mdglichkeit geschaffen ist, eine
Minze oder einen anderen Gegenstand, der der Senso-
reinrichtung gegenuberliegend angeordnet ist, in ver-
schiedenen Oberflachenbereichen dadurch abzutasten,
dal Sensorelemente einzeln ausgewahlt werden. Hier-
durch kénnen flir beliebig ausgebildete Miinzen oder Ge-
genstande Signale in verschiedenen Oberflachenberei-
chen abgetastet werden und zur Identifizierung der Miin-
ze bzw. des Gegenstands verarbeitet werden. Die Sen-
soreinrichtung ist grundsétzlich fur jede Art von Miinzen,
minzartiger Wertmarken oder Gegenstdnde geeignet,
ohne dal} konstruktive Veranderungen vorgenommen
werden missen, um die Sensoreinrichtung fiir die Ab-
tastung bestimmter Gegenstéande anzupassen. Die An-
passung zum Abtasten verschiedener Miinzen oder Ge-
genstande erfolgtinsbesondere dadurch, da bestimmte
Sensorelemente zum Abtasten individuell adressiert
werden. Hierdurch ist eine fiir verschiedenste Anwen-
dungen geeignete Sensoreinrichtung geschaffen.
[0007] Da mit Hilfe der Auswahl bestimmter Sensore-
lemente in verschiedenen Bereichen der abzutastenden
Minze bzw. des abzutastenden Gegenstands Signale
erfalt werden kénnen, ist es grundsatzlich nicht notwen-
dig, die Miinze bzw. den Gegenstand relativ zur Senso-
reinrichtung mechanisch zu bewegen. Auf diese Weise
kann der mechanische Aufwand fiir die Konstruktion von
Minz- bzw. Oberflachenprifeinrichtungen vermindert
werden. Die Einsparung mechanischer Mittel zum Be-
wegen der Miinze unterstiitzt hierbei die Miniaturisierung
von Munzprifeinrichtungen. Die Prifgenauigkeit des Ab-
tastvorgangs kann dadurch optimiert werden, daf} sich
die zu priifende Miinze und die Abtastvorrichtung (Sen-
soreinrichtung) beim Abtastvorgang relativ zueinander
in einer Ruhestellung befinden. Es kann jedoch auch vor-
gesehen sein, dal die zu prifende Miinze bzw. der zu
prifende Gegenstand wahrend des Abtastvorgangs re-
lativ zur Abtastvorrichtung bewegt wird, wenn die bei ei-
nem derartigen Abtastvorgang erreichte Prifgenauigkeit
fur den speziellen Anwendungsfall ausreichend ist.
[0008] Eine zweckmaRige Weiterbildung der Erfin-
dung sieht vor, dal die mehreren. Sensorelemente so
angeordnet sind, dal die Anzahl ausgewahlter Sensor-
elemente ausgewahltwerden kann, so daR die jeweiligen
individuellen Sensorflachen der ausgewahlten Sensore-
lemente im wesentlichen entlang einer Kreisbahn ange-
ordnet sind. Hierdurch sind die ausgewahlten Sensore-
lemente entlang einer einfachen, geschlossenen, geo-
metrischen Kurve angeordnet.

[0009] Eine hinsichtlich der Ubersichtlichkeit der An-
ordnung der mehreren Sensorelemente und der struktu-
rierten Auswahl der ausgewahlten Sensorelemente be-
vorzugter Ausfihrungsform der Erfindung sieht vor, dafy
die mehreren Sensorelemente in Reihen und in Spalten
angeordnet sind.

[0010] Zweckmé&Rig sind die Abstdnde zwischen be-
nachbarten der mehreren Sensorelemente klein gegen-
Uber Abmessungen der jeweiligen individuellen Sensor-
flache der benachbarten Sensorelemente, wodurch ein
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feines Abtastraster bei der Miinzpriifung ermdglicht ist.
[0011] Um das Abtasten dahingehend zu optimieren,
dafd bei der Miinzpriifung einzelne Bereiche der zu pri-
fenden Miinze genauer als andere Bereiche der Miinze
untersucht werden, kann vorgesehen sein, dal} ein Auf-
I6sungsvermdgen in einem Bereich der Sensormatrix
von einem Aufldsungsvermdgen in einem anderen Be-
reich der Sensormatrix verschieden ist.

[0012] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung kann vorgesehen sein, dald ein Teil der mehreren
Sensorelemente entlang mindestens zweier Linien an-
geordnet ist. Mit Hilfe der entlang der beiden Linien de-
tektierten Signale kdnnen vorteilhaft Abmessungen des
zu prufenden Gegenstands ermittelt werden oder fir wei-
tere Berechnungen genutzt werden.

[0013] Berechnungen zur relativen Lage der abzutas-
tenden Oberflaiche des Gegenstands hinsichtlich der
Sensoreinrichtung kénnen vorteilhaft dann ausgefiihrt
werden, wenn mit Hilfe der mindestens zwei Linien ein
Achsenkreuz gebildet ist.

[0014] ZurMinimierung der Anzahl der Sensorelemen-
te, die zur Ausbildung der beiden Linien verwendet wer-
den, sieht eine Fortbildung der Erfindung vor, dal Sen-
sorelemente, die entlang der mindestens zwei Linien an-
geordnet sind, jeweils als Linsensensorelemente ausge-
bildet sind.

[0015] Die Zeit zum Abtasten entlang einer auf der zu
prifenden Miinze umlaufende Kurve kann minimiert wer-
den, wenn gemaR einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung vorgesehen ist, dal die mehreren Sensorele-
mente Sensorelemente mit einer wenigstens teilweise
umlaufenden, individuellen Sensorflache umfassen, wo-
beidie wenigstens teilweise umlaufende, individuelle Se-
risorflache jeweils eine innere Offnung zumindest teilwei-
se umgibt.

[0016] Der Vergleich der abgetasteten Signale mit be-
reits vorhandenen Standardsignalen kann dann ausge-
fuhrt werden, wenn die wenigstens teilweise umlaufen-
de, individuelle Sensorflache im wesentlichen entlang ei-
ner Kreisbahn ausgebildet ist, wobei sich die Radien der
jeweiligen kreisbahnen unterscheiden.

[0017] Eine hinsichtlich eines minimalen Zeitaufwan-
des flr das Abtasten mehrerer Bereiche der zu prifen-
den Miinze bevorzugte Weiterbildung der Erfindung sieht
vor, daf} die wenigstens teilweise umlaufende, individu-
elle Sensorflache eines der Sensorelemente die wenigs-
tens teilweise umlaufende, individuelle Sensorflache ei-
nes anderen der Senorelemente zumindest teilweise
umfalt.

[0018] Eine von elektromagnetischen Stérungen un-
beeinfluRte und die Abtastung von Oberflachenmerkma-
len der zu prifenden Miinze bzw. des zu priifenden Ge-
genstands umfassende Priifung ist dann zweckmaRig
ausfuhrbar, wenn die mehreren Sensorelemente opti-
sche Sensorelemente umfassen.

[0019] Um den Integrafionsgrad der Sensoreinrich-
tung zu erhéhen, kann zweckmafig vorgesehen sein,
dal im Bereich der Sensormatrix eine Lichtquelle zur
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Beleuchtung der Oberflache des Gegenstands angeord-
net ist.

[0020] Eine Fortbildung der Erfindung sieht vor, dal
die mehreren Sensorelemente induktive und/oder mag-
neto-optische Sensorelemente umfassen, wodurch zu-
satzlich Materialeigenschaften der zu prifenden Miinze
erfallt werden kdnnen.

[0021] Beim Abtasten induktiver Parameter kann eine
elektrische Spule zweckmaRig im Bereich der Sensor-
matrix angeordnet sein.

[0022] Eine hinsichtlich einer Optimierung der Dichte
von individuellen Sensorflachen pro Teilflache der Sen-
sormatrix und einer zweckmaRigen elektronischen Be-
schaltung der Sensoreinrichtung bevorzugte Ausfiih-
rungsform sieht vor, daf} ein oder alle der mehreren Sen-
sorelemente auf einem integrierten elektronischen Bau-
element ausgebildet sind, welches von dem Sensor um-
falt ist.

[0023] Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung
sieht vor, dald ein oder alle der mehreren Sensorelemen-
te als gebondete Bauelemente ausgebildet sind, wo-
durch ein einfacher, mit wenig Aufwand realisierbarer
Aufbau der Sensoreinrichtung ermdglicht ist.

[0024] Die Verfahrensanspriiche weisendie in Zusam-
menhang mit den zugehdrigen Vonrichtungsanspriichen
aufgezahlten Vorteile entsprechend auf.

[0025] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
Ausflhrungsbeispielen unter Bezugnahme auf eine
Zeichnung naher erlautert. Hierbei zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung einer Einrich-
tung zum Prifen einer Miinze;

Figur 2  eine schematische Darstellung einer Sensor-
flache mit mehreren Sensorelementen;

eine weitere Sensorflache mit mehreren Sen-
sorelementen;

Figur 3

Figur 4 die Sensorflache nach Figur 2, wobei ein Teil
der mehreren Sensorelemente ein hoheres
Auflésungsvermdgen als ein anderer Teil der
mehreren Sensorelemente aufweist;

Figur 5 eine weitere Ausfihrungsform einer Sensor-
flache, wobei mit Hilfe mehrerer Liniensenso-
relemente ein Achsenkreuz gebildet ist; und
Figur 6 eine andere Ausfiihrungsform einer Sensor-
flache, wobei mehrere Sensorelemente eine
umlaufende individuelle Sensorflache aufwei-
sen.

[0026] GemaR Figur 1 wird eine Mlinze 1 zum Prifen
einer Sensoreinrichtung 2 gegenuberliegend angeord-
net. Mit Hilfe mehrerer Sensorelemente der Sensorein-
richtung 2 wird die Miinze 1 abgetastet. Diesesistin Figur
1 schematisch mit Hilfe von Pfeilen A gezeigt. Zum Ab-
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tasten der Miinze 1 umfal3t die Sensoreinrichtung 2 meh-
rere Sensorelemente (in Figur 1 nicht dargestellt), die
jeweils eine individuelle Sensorflache aufweisen. Die in-
dividuellen Sensorflachen bilden eine Sensormatrix 3,
die der Mlinze 1 zugewandtist. Zum Abtasten der Miinze
1 werden die mehreren Sensorelemente der Sensorein-
richtung 2 mit Hilfe einer Steuereinrichtung 4, die mit der
Sensoreinrichtung elektrisch verbunden ist, individuell
adressiert, so daf} fir ausgewahlte Sensorelemente der
mehreren Sensorelemente der Sensoreinrichtung 2 ein
Abtastvorgang jeweils individuell ausgeldst und die hier-
bei erfaliten Abtastsignale mit Hilfe der Steuereinrich-
tung 4 von den ausgewahlten Sensorelementen ausge-
lesenwerden kénnen. Hierbei kdnnen die mehreren Sen-
sorelemente einzeln oder in Gruppen gleichzeitig oder
nacheinander adressiert werden. Die ausgelesenen Ab-
tastsignale oder hieraus abgeleitete Kenngroéfien werden
dann mit vorab gespeicherten Standardsignalen vergli-
chen, um zu entscheiden, ob die Miinze 1 von einer be-
stimmten Miinzenart ist. Die Standardsignale sind hier-
bei in Speichermitteln der Steuereinrichtung 4 gespei-
chert. Bei der Steuereinrichtung 4 kann es sich um ein
beliebiges elektronisches Gerat handeln, das geeignet
ist, die mehreren Sensorelemente der Sensoreinrichtung
2 individuell und getrennt zu adressieren, anzusteuern
und/oder auszulesen. Hierbei kann vorgesehen sein,
daf die Steuereinrichtung 4 auch die Spannungsversor-
gung der Sensoreinrichtung 2 steuert.

[0027] Daruber hinaus kann die Steuereinrichtung 4
weitere Steuerfunktionen in einer Minzprifeinrichtung
(nicht dargestellt), in welcher die Sensoreinrichtung 2
und die Steuereinrichtung 4 angeordnet sind, Giberneh-
men. Beispielsweise kann mit Hilfe der Steuereinrichtung
4 in Abhangigkeit vom Ergebnis der Minzprifung ein
Vorgang zum Aussortieren von Mlinzen gesteuert wer-
den, die als unecht erkannt wurden.

[0028] Die Steuereinrichtung 4 kann ganz oder teilwei-
se in die Sensoreinrichtung 2 integriert sein.

[0029] Der mit Hilfe der Sensoreinrichtung 2 zu pri-
fende Gegenstand wurde in Verbindung mit Figur 1 als
eine Minze 1 bezeichnet. Es kann sich bei dem zu pri-
fenden Gegenstand jedoch auch um minzahnliche
Wertmarken, Token oder jegliche, insbesondere flachige
Gegenstande, beispielsweise Kndpfe handeln, deren
Abmessungen zu der Sensormatrix 3 der Sensoreinrich-
tung 2 in einem solchen GroRenverhaltnis stehen, dall
mit Hilfe der Sensoreinrichtung Abtastsignale erfaf3t wer-
den kénnen, die eine Identifizierung des Gegenstands
ermoglichen.

[0030] In Figur 2 ist eine Sensoreinrichtung 20 in Vor-
deransicht gezeigt. Auf der Sensoreinrichtung 20 ist von
individuellen Sensorflachen 21 der Sensorelemente eine
Sensormatrix 22 gebildet. Die individuellen Sensorfla-
chen 21 sind hierbei in Zeilen und Spalten angeordnet.
Zum Abtasten der zu prifenden Miinze kdnnen die Sen-
sorelemente der Sensoreinrichtung 20 so ausgewahit
werden, dafl die individuellen Sensorflachen 21 der aus-
gewahlten Sensorelemente entlang beliebiger Kurven-
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verlaufe angeordnet sind. In Figur 2 ist dieses beispiel-
haft fur die auf einer Kreisbahn 23 liegenden individuellen
Sensorflachen 21 dargestellt.

[0031] Mit Hilfe der individuellen Adressierung bzw.
des individuellen Auslesens von Sensorelementen der
Sensoreinrichtung 20 kann jede beliebige Kurvenform
realisiert werden, die aufgrund der rasterartigen Anord-
nung der individuellen Sensorflichen 21 moglich ist.
Hierbei werden die entlang der gewtiinschten Kurve an-
geordneten und ausgewahlten Sensorelemente vor-
zugsweise gleichzeitig adressiert, so dal der Abtastvor-
gang zum Prifen der Mlinze in méglichst kurzer Zeit aus-
gefliihrt werden kann. Wie viele Sensorelemente gleich-
zeitig adressiert bzw. ausgelesen werden kénnen, hangt
im wesentlichen von der Kapazitat bzw. Leistungsfahig-
keit der mit der Sensoreinrichtung 20 verbundenen Steu-
ereinrichtung ab.

[0032] In Figur 3 ist eine weitere Sensoreinrichtung 30
schematisch in Vorderansicht dargestellt. Im Vergleich
zur Sensoreinrichtung 20 nach Figur 2 sind die in be-
nachbarten Reihen 31, 32 angeordneten individuellen
Sensorflachen 33 versetzt zueinander angeordnet. Mit
Hilfe einer derartigen Anordnung der individuellen Sen-
sorflachen 33 ist es beispielsweise mdglich, Sensorele-
mente so auszuwahlen, dalR deren individuelle Sensor-
flachen 34 entlang einer viereckigen Kurve 35 liegen.
[0033] In Figur 4 ist eine Sensoreinrichtung 40 sche-
matisch dargestellt, bei der die mehreren Sensoren, de-
ren individuelle Sensorflachen 41 einer Sensormatrix 42
bilden, von einem verschiedenen Typ sind. Einerseits
kann vorgesehen sein, dafl3 im Bereich eines Teils 43 der
mehreren Sensorelemente ein héheres Auflésungsver-
mdgen als in einem Bereich eines anderen Teils 44 der
mehreren Sensorelemente ausgebildet ist. Hierdurch ist
es mdoglich, dafl mit Hilfe der Adressierung des einen
Teils, 43 der mehreren Sensorelemente ausgewahite
Bereiche der zu priifenden Miinze mit einer héheren Auf-
lI6sung abgetastetwerden. Dieses istinsbesondere dann
zweckmaRig, wenn der eine Teil 43 der mehreren Sen-
sorelemente, wie in Figur 4 gezeigt, so angeordnet ist,
daR ein Achsenkreuz 45 gebildet ist. Mit Hilfe des einen
Teils 43 der mehreren Sensorelemente kann dann ein
Mittelpunkt der zu prifenden Milinze ermittelt werden,
um anschlieRend in Abhangigkeit von dem ermittelten
Mittelpunkt der zu prifenden Miinze ausgewahlte Sen-
sorelemente zum Abtasten der zu prifenden Miinze aus-
zuwahlen. Hierdurch kann beispielsweise gewahrleistet
werden, dalk beim Abtasten der zu priifenden Miinze ent-
lang einer Kreisbahn die Kreisbahn hinsichtlich der zu
prifenden Miinze zentriert ist. Aber auch eine beliebige
relative Positionierung der mit Hilfe der ausgewahlten
Sensorelemente realisierten Abtastkurve hinsichtlich
des Mittelpunkts der Miinze ist moglich.

[0034] GemaR Figur 5 kann bei einer Sensoreinrich-
tung 50 ein Achsenkreuz 51 mit Hilfe von mehreren Sen-
sorelementen realisiert werden, die individuelle Linien-
sensorflachen 52 aufweisen.

[0035] Wie aus Figur 6 hervorgeht, kann eine Senso-
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reinrichtung 60 Sensorelemente umfassen, die eine we-
nigstens teilweise umlaufende, individuellen Sensorfla-
che 61 aufweisen. Die wenigstens teilweise umlaufen-
den, individuellen Sensorflachen 61 kdnnen sich hin-
sichtlich eines jeweiligen Radius unterscheiden, so dal
die zu prifende Miinze entlang mehrerer Bahnen abge-
tastet werden kann, die sich hinsichtlich ihres jeweiligen
Umfangs unterscheiden.

[0036] GemaR Figur 6 kann die Sensoreinrichtung 60
neben den Sensorelementen mit den wenigstens teilwei-
se umlaufenden, individuellen Sensorflachen 61 weitere
Sensorelemente umfassen, die geschlossene, individu-
elle Sensorflachen 62 aufweisen. Beliebige Kombinatio-
nen von Sensorelementen mit Liniensensorflichen 52
(vgl. Figur 5) und/oder Sensorelementen mit wenigstens
teilweise umlaufenden, individuellen Sensorflachen 61
(vgl. Figur 6) und/oder Sensorelementen mit geschlos-
senen, imwesentlichen punktférmigen Sensorflachen 62
sind moglich. Hierdurch kann eine Sensoreinrichtung in-
dividuell so gestaltet werden, dal® sie zum Abtasten be-
stimmter Miinzen oder flachiger Gegenstande angepaldt
ist. Wesentlich hierbei ist, da} die miteinander kombi-
nierten Sensorelemente jeweils individuell gleichzeitig
oder nacheinander adressierbar bzw. auslesbar sind, um
einen hinsichtlich der konkreten Auspragung des zu pri-
fenden Gegenstands und des fir den Prifvorgang not-
wendigen Zeitaufwands optimierten Abtastvorgang aus-
zufiihren.

[0037] Obwohl bei den beschriebenen Ausfiihrungs-
formen nach den Figuren 2 bis 6 mit Hilfe derindividuellen
Sensorflachen jeweils eine Sensormatrix gebildetist, die
im wesentlichen rechteckformig ist, kann auch eine Sen-
sormatrix vorgesehen sein, die kreisformig oder rauten-
férmig ist oder einer beliebigen anderen geometrischen
Form entspricht.

[0038] Die Sensoreinrichtung wurde bisher unabhan-
gig von der individuellen Auspragung der mehreren Sen-
sorelemente beschrieben. Die mehreren Sensorelemen-
te kdnnen beispielsweise optisch empfindliche Sensor-
flachen (CCD-Elemente, Fotodioden) aufweisen. In die-
sem Fall ist eine Beleuchtung der zu prifenden Miinzen
mit Hilfe einer Lichtquelle notwendig. Das von der zu pri-
fenden Miinze in Abhangigkeit von Hohenunterschieden
der Pragung und/oder der Rander reflektierte Licht wird
dann mit Hilfe der Sensorelemente erfal3t, die fiir den
konkreten Abtastvorgang individuell adressiert wurden.
Die Lichtquelle zur Beleuchtung der zu priifenden Miinze
kann selbst in die Sensoreinrichtung integriert sein, vor-
zugsweise im Bereich der Sensormatrix 22 bzw. 42, oder
sich am Rande der Sensoreinrichtung oder der Sensor-
matrix 22 bzw. 42 befinden, so daB eine Beleuchtung der
abzutastenden Oberlache ermdglicht ist. Die Lichtquelle
und die optisch empfindlichen Sensorflachen sind hin-
sichtlich des genutzten Spektralbereichs aufeinanderab-
gestimmt.

[0039] Eskodnnen weiterhin induktive Sensorelemente
vorgesehen sein. Hierbei erfolgt die Abtastung der zu
prifenden Miinze passiv mit Hilfe der Verwendung eines
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externen Magnetfelds einer geeigneten Frequenz oder
aktiv, indem die Sensorelemente der Sensoreinrichtung
zur Erzeugung von Wirbelstrdmen innerhalb oder an der
Oberflache der zu prifenden Miinze ein Magnetfeld er-
zeugen. Die hieraus resultierenden und abgetasteten Si-
gnale werden dann zur Merkmalsgewinnung ausgewer-
tet. Mittel zum Erzeugen des externen Magnetfelds (z.B.
Spulen) kénnen ebenso, wie die bereits beschriebene
Lichtquelle, in die Sensoreinrichtung integriert sein, vor-
zugsweise im Bereich des Sensors oder der Sensorma-
trix 22 bzw. 42.

[0040] Daruber hinaus kdnnen magneto-optische
Sensorelementen vorgesehen sein.

[0041] Obwohl zur Verminderung des mechanischen
Aufwands bei der Herstellung einer Minzprifeinrich-
tung, in welcher sich die Mlinze bzw. der flachige Ge-
genstand beim Abtasten in einer Ruhelage ist, kann vor-
gesehen sein, dal die Miinze oder der flachige Gegen-
stand relativ zur Sensoreinrichtung bewegt wird. Bei-
spielsweise kann zwischen zwei Abtastvorgangen, wah-
rend derer jeweils Sensorelemente individuell adressiert
bzw. ausgelesen werden, vorgesehen sein, dal} die Po-
sition der Miinze bzw. des flachigen Gegenstands relativ
zur Sensoreinrichtung verandert wird. Wahrend der Ab-
tastvorgange selbst befindet sich die Mlnze bzw. der
flachige Gegenstand dann in Ruhe relativ zur Sensor-
einrichtung.

[0042] Grundsatzlich wird die Genauigkeit der Oferfla-
chenabtastung mit Hilfe der Sensoreinrichtung 2 dann
mit der héchsten Genauigkeit ausfiihrbar sein, wenn die
zu prufende Minze bzw. der zu prifende Gegenstand
sich beim Abtastvorgang in relativer Ruhe beziiglich der
Sensoreinrichtung 2 befindet. Bei bestimmten Anwen-
dungen der beschriebenen Sensoreinrichtung 2 kann je-
doch vorgesehen sein, daB sich der zu priifende Gegen-
stand wahrend des Abtastvorgangs an der Sensorein-
richtung 2 vorbei bewegt. Eine hierbei mdglicherweise
verminderte Abtastgenauigkeit kann fiir bestimmte An-
wendungszwecke jedoch ausreichend sein. Vorteil eines
sich an der Sensoreinrichtung 2 wahrend des Abtastvor-
gangs vorbeibewegenden Gegenstands ware es, dal ei-
ne gréRere Anzahlvon Gegenstanden in einem bestimm-
ten Zeitintervall abgetastet werden kann, da das Anhal-
ten des zu prifenden Gegenstands gegeniiber der Sen-
soreinrichtung 2 entfallt.

[0043] Umineinem vorgegebenen Zeitraum die Ober-
flache von einer moglichst groRen Anzahl von Gegen-
stéanden jeweils mit Hilfe einer Sensoreinrichtung 2 ge-
mafR der vorhergehenden Beschreibung abtasten zu
kénnen, kann vorgesehen sein, dal® mehrere Sensorein-
richtungen entlang einer Bewegungsrichtung der abzu-
tastenden Gegenstdnde angeordnet sind. Beispielswei-
se kénnten Miinzen auf einem Laufband an einer Anord-
nung von Sensoreinrichtungen vorbeibewegt werden.
Die einzelnen Sensoreinrichtungen tasten mit Hilfe der
an den jeweiligen Sensoreinrichtungen ausgebildeten
Sensormatrix verschiedene oder die gleichen Bereiche
der Oberflache der zu prifenden Gegenstéande ab. Die
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Abtastsignale oder hieraus abgeleitete Kenngréfen an
den einzelnen Sensoreinrichtungen werden dann zur
Prifung der Gegenstande ausgewertet.

[0044]

Die in der vorstehenden Beschreibung, der

Zeichnung und den Anspriichen offenbarten Merkmale
der Erfindung kdénnen sowohl einzeln als auch in belie-
biger Kombination fiir die Verwirklichung der Erfindung
in ihren verschiedenen Ausfiihrungsformen von Bedeu-
tung sein.

Patentanspriiche

1.

Sensoreinrichtung zum berihrungslosen Abtasten
einer Oberflache eines Gegenstandes, insbesonde-
re einer Miinze, einer miinzartigen Wertmarke oder
dergleichen, mit einem Sensor, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Sensor mehrere Sensorelemente
mit einer jeweiligen individuellen Sensorflache (21)
aufweist, wobei von denindividuellen Sensorflachen
(21) der mehreren Sensorelemente eine Sensorma-
trix (22) gebildet ist, und die mehreren Sensorele-
mente zum berlihrungslosen Abtasten einzeln derart
adressierbar sind, dal3 aus den mehreren Sensore-
lementen eine Anzahl ausgewahlter Sensorelemen-
te elektronisch ausgewahlt und adressiert werden
kann.

Sensoreinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daBl die mehreren Sensorelemente
so angeordnet sind, dal® die Anzahl ausgewahlter
Sensorelemente ausgewahlt werden kann, so da®
die jeweiligen individuellen Sensorflachen (21) der
ausgewahlten Sensorelemente im wesentlichen
entlang einer Kreisbahn (23) angeordnet sind.

Sensoreinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daB die mehreren Senso-
relemente in Reihen und in Spalten angeordnet sind.

Sensoreinrichtung nach einem der vorangehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, daB Ab-
stédnde zwischen benachbarten der mehreren Sen-
sorelemente klein gegeniiber Abmessungen der je-
weiligen individuellen Sensorflache (21) der benach-
barten Sensorelemente sind.

Sensoreinrichtung nach einem der vorangehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB ein Auf-
I6sungsvermdgen in einem Bereich der Sensorma-
trix (22) von einem Auflésungsvermdgen in einem
anderen Bereich der Sensormatrix (22) verschieden
ist.

Sensoreinrichtung nach einem der vorangehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB ein Teil
der mehreren Sensorelemente entlang mindestens
zweier Linien angeordnet ist.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Sensoreinrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daR mit Hilfe der mindestens zwei
Linien ein Achsenkreuz gebildet ist.

Sensoreinrichtung nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, daB Sensorelemente, die
entlang der mindestens zwei Linien angeordnet sind,
jeweils als Liniensensorelemente (52) ausgebildet
sind.

Sensoreinrichtung nach einem der vorangehenden
Anspriiche, dadurch gekenntzeichnet, daf die meh-
reren Sensorelemente Sensorelemente mit einer
wenigstens teilweise umlaufenden, individuellen
Sensorflache (61) umfassen, wobei die wenigstens
teilweise umlaufende, individuelle Sensorflache (61)
jeweils eine innere Offnung zumindest teilweise um-
gibt.

Sensoreinrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die wenigstens teilweise umlau-
fende, individuelle Sensorflache (61) im wesentli-
chen entlang einer Kreisbahn ausgebildet ist, wobei
sich Radien der jeweiligen Kreisbahnen unterschei-
den..

Sensoreinrichtung nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die wenigstens teil-
weise umlaufende, individuelle Sensorflache eines
der Sensorelemente die wenigstens teilweise um-
laufende, individuelle Sensorflache eines anderen
der Sensorelemente zumindest teilweise umfaldt.

Sensoreinrichtung nach einem der vorangehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die
mehreren Sensorelemente optische Sensorelemen-
te umfassen.

Sensoreinrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, daB im Bereich der Sensormatrix
(22) eine Lichtquelle zur Beleuchtung der Oberfla-
che des Gegenstands angeordnet ist.

Sensoreinrichtung nach einem der vorangehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die
mehreren Sensorelemente induktive Sensorele-
mente umfassen.

Sensoreinrichtung nach einem der vorangehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, da die
mehreren Sensorelemente magneto-optische Sen-
sorelemente umfassen.

Sensoreinrichtung nach einem der vorangehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daBl im Be-
reich der Sensormatrix (22) eine elektrische Spule
angeordnet ist.
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22.

23.
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Sensoreinrichtung nach einem der vorangehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB ein
oder alle der mehreren Sensorelemente auf einem
integrierten elektronischen Bauelement ausgebildet
sind, welches von dem Sensor umfaldt ist.

Sensoreinrichtung nach einem der vorangehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB ein
oder alle der mehreren Sensorelemente als gebon-
dete Bauelemente ausgebildet sind.

Verfahren zum berlUhrungslosen Abtasten einer
Oberflache eines Gegenstands, insbesondere einer
Minze, einer miinzartigen Wertmarke oder derglei-
chen mit Hilfe einer einen Sensor aufweisenden
Sensoreinrichtung, wobei der Sensor mehrere Sen-
sorelemente mit einer jeweiligen individuellen Sen-
sorflache (21) aufweist und die mehreren Sensore-
lemente eine Sensormatrix (22) bilden, das Verfah-
ren die folgenden Schritte aufweist:

a) Positionieren des Gegenstands gegeniiber
der Sensormatrix (22);

b) elektronisches Auswahlen einer Anzahl aus-
gewahlter Sensorelemente;

c) individuelles, elektronisches Adressieren der
ausgewahlten Sensorelemente, um zumindest
eine physikalische Eigenschaft des flachigen
Gegenstands abzutasten; und

d) Auswerten der zumindest einen abgetasteten
physikalischen Eigenschaft des flachigen Ge-
genstands.

Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die ausgewahlten Sensorelemente
beim individuellen, elektronischen Adressieren ge-
maR Verfahrensschritt ¢) parallel adressiert werden.

Verfahren nach Anspruch 19 oder 20, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die ausgewahlten Sensorele-
mente im Verfahrensschritt b) ausgewahlt werden,
so daB die jeweiligen individuellen Sensorflachen
der ausgewahlten Sensorelemente entlang einer
vorgegebenen geometrischen Kurve angeordnet
sind.

Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die vorgegebene geometrische Kurve
im wesentlichen eine Kreisbahn (23) ist.

Verfahren nach einem der Anspriiche 19 bis 22, da-
durch gekennzeichnet, daB die Verfahrensschritte
b) bis d) fiir wenigstens eine weitere Anzahl von aus-
gewahlten Sensorelementen ausgeflihrt wird, wobei
die Anzahl von ausgewahlten Sensorelementen von
der wenigstens einen weiteren Anzahl von ausge-
wahlten Sensorelementen zumindest teilweise um-
fal3t sein kann.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

Verfahren nach einem der Anspriiche 19 bis 23, da-
durch gekennzeichnet, daB mit Hilfe eines Teils
der mehreren Sensorelemente ein Mittelpunkt des
flachigen Gegenstands bestimmt wird.

Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Anzahl ausgewahlter Sensorele-
mente und/oder die wenigstens eine weitere Anzahl
ausgewahlter Sensorelemente in Abhdngigkeit von
der Bestimmung des Mittelpunkts der Oberflache
des Gegenstands ausgewahlt werden.

Verfahren nach Anspruch 25, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Anzahl ausgewahlter Sensorele-
mente und/oder die wenigstens eine weitere Anzahl
ausgewahlter Sensorelemente so ausgewahlt wer-
den, dal die geometrische Kurve hinsichtlich des
Mittelpunkts der Oberflache des Gegenstands im
wesentlichen zentriert ist.

Verfahren nach einem der Anspriiche 19 bis 26, da-
durch gekennzeichnet, daB der Gegenstand wah-
rend des Ausfiihrens des Verfahrensschrittes c) re-
lativ zur Sensormatrix (22) fixiert wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 19 bis 26, da-
durch gekennzeichnet, daB der Gegenstand wah-
rend des Ausfiihrens des Verfahrensschrittes c) re-
lativ zur Sensormatrix (22) bewegt wird.

Vorrichtung zum berlihrungslosen Abtasten einer
Oberflache eines Gegenstands, insbesondere einer
Minze, einer miinzartigen Wertmarke oder derglei-
chen, wobei entlang einer Wegstrecke mehrere Sen-
soreinrichtungen nach einem der Anspriiche 1 bis
18 angeordnet sind, und wobei der Gegenstand ent-
lang der Wegstrecke so bewegt werden kann, da
eine jeweilige Sensormatrix der mehreren Sensor-
einrichtungen jeweils dem Gegenstand gegenuber-
liegend angeordnet ist.

Claims

Sensor device for non-contact scanning a surface of
an object, in particular a coin, a coin-type chip, or
the like, with a sensor, characterized in that the
sensor comprises a plurality of sensor elements
each having a respective individual sensor surface
(21), wherein a matrix sensor (22) is formed from the
individual sensor surfaces (21) of said plurality of
sensor elements, and wherein said plurality of sen-
sor elements for non-contact scanning can be indi-
vidually addressed in such a way that from the plu-
rality of sensor elements a number of selected sen-
sor elements can be electronically selected and ad-
dressed.
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Sensor device according to claim 1, characterized
in that the plurality of sensor elements is such ar-
ranged that the number of selected sensor elements
can be selected in such a way that the respective
individual sensor faces (21) of the selected sensor
elements are substantially arranged along a circular
path (23).

Sensor device according to claim 1 or 2, character-
ized in that said plurality of sensor elements are
arranged in rows and in columns.

Sensor device according to one of the preceding
claims, characterized in that the spaces between
adjacent ones of the plurality of sensor elements are
small compared to dimensions of the respective in-
dividual sensor surface (21) of the adjacent sensor
elements.

Sensor device according to one of the preceding
claims, characterized in that a resolution power in
one area of the sensor matrix (22) is different to that
of the resolution power in another area of the sensor
matrix (22).

Sensor device according to one of the preceding
claims, characterized in that a part of the plurality
of sensor elements is arranged along at least two
lines.

Sensor device according to claim 6, characterized
in that a coordinate cross is formed by means of
said at least two lines.

Sensor device according to claims 6 or 7, charac-
terized in that sensor elements, which are arranged
along at least two lines, are each embodied as line
sensor elements (52).

Sensor device according to one of the preceding
claims, characterized in that said plurality of sensor
elements comprises said sensor elements with an
at least partially circumferential individual sensor
surface (61), wherein said at least partially circum-
ferential individual sensor surface (61) at least par-
tially encloses a respective interior opening.

Sensor device according to claim 9, characterized
in that said at least partially circumferential individ-
ual sensor surface (61) is substantially formed along
a circular path, whereby the radii of the respective
circular paths differ from one another.

Sensor device according to claim 9 or 10, charac-
terized in that said at least partially circumferential
individual sensor surface of one of said sensor ele-
ments at least partially encompasses said circum-
ferential individual sensor surface of another of the
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

sensor elements.

Sensor device according to one of the preceding
claims, characterized in that said plurality of sensor
elements comprise optical sensing elements.

Sensor device according to claim 12, characterized
in that a light source is arranged in the area of the
sensor matrix (22) to illuminate the surface of the
object.

Sensor device according to one of the preceding
claims, characterized in that said plurality of sensor
elements include inductive sensor elements.

Sensor device according to one of the preceding
claims, characterized in that said plurality of sensor
elements include magneto-optical sensor elements.

Sensor device according to one of the preceding
claims, characterized in that within the range of the
sensor matrix (22) an electric coil is arranged.

Sensor device according to one of the preceding
claims, characterized in that atleast one of the plu-
rality of sensor elements is arranged upon an inte-
grated electronic component which is encompassed
by the sensor.

Sensor device according to one of the preceding
claims, characterized in that at least one of said
plurality of sensor elements is embodied as abonded
component.

Method for non-contact scanning a surface of an ob-
ject, in particular a coin, a coin-type chip, or the like,
by means of a sensor device comprising a sensor,
wherein the sensor comprises a plurality of sensor
elements each having a respective individual sensor
surface (21), and said plurality of sensor elements
form a sensor matrix (22); said method comprising
the following steps:

a) positioning said object opposite to said sensor
matrix (22);

b) electronically selecting a number of selected
sensor elements

c) individual electronically addressing of the se-
lected sensor elements in order to scan at least
one physical property of the two-dimensional
object; and

d) evaluating of at least one scanned physical
property of the two-dimensional object.

Method according to claim 19, characterized in that
the selected sensor elements are parallel addressed
according to step c) when individually electronically
addressed.
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29.
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Method according to claim 19 or 20, characterized
in that the selected sensor elements are selected in
step b) of the method, so that the respective individ-
ual sensor faces of the selected sensor elements are
arranged along a pre-selected geometrical curve.

Method according to claim 21, characterized in that
the preselected geometrical curve substantially is a
circular path (23).

Method according to one of the claims 19 to 22, char-
acterized in that the method steps b) to d) will be
carried out for at least one further number of selected
sensor elements, wherein the number of selected
sensor elements can be at least partially encom-
passed by the atleast one further number of selected
sensor elements.

Method according to one of the claims 19 to 23, char-
acterized in that a center of the two dimensional
object is determined by help of a part of the plurality
of sensor elements.

Method according to claim 24, characterized in that
the number of selected sensor elements and/or the
at least one further number of selected sensor ele-
ments are selected in dependence on determining
the center of the surface of the object.

Method according to claim 25, characterized in that
the number of selected sensor elements and/or the
at least one further number of selected sensor ele-
ments are such selected that the geometrical curve
is substantially centered as concerns the center of
the surface of the object.

Method according to one of the claims 19 to 26, char-
acterized in that the object is fixed relative to the
sensor matrix (22) while the method step c) is being
executed.

Method according to one of the claims 19 to 26, char-
acterized in that object is moved relative to the sen-
sor matrix (22) while the method step c) is being ex-
ecuted.

Device for non-contact scanning a surface of an ob-
ject, in particular a coin, a coin-type chip, or the like,
wherein a plurality of sensor devices according to
one of he claims 1 to 18 is arranged along a path
and wherein the object can be moved along the path
in such a manner that the object is being arranged
in opposition to a respective sensor matrix of the
plurality of sensor devices.
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Revendications

Dispositif palpeur et méthode de balayage sans con-
tact de la surface d’un objet, en particulier d’'une pié-
ce de monnaie, d’'un jeton monétiforme ou de pieces
similaires par un capteur est caractérisé en ce que
le capteur comprend plusieurs éléments capteurs
dont chacun étant doté d’une surface de capture in-
dividuelle (21), les surfaces de capture individuelles
(21) des plusieurs éléments capteurs formant une
matrice de capteurs (22), et chacun des éléments
capteurs effectuant un balayage sans contact pou-
vant étre adressables individuellement et permettant
ainsi de sélectionner par voie électronique parmiles
plusieurs éléments capteurs un certain nombre
d’éléments et de les adresser.

Dispositif palpeur selon la revendication 1 est carac-
térisé en ce que les plusieurs éléments capteurs
sont disposés de sorte pouvant permettre la sélec-
tion d’un certain nombre d’éléments de maniére que
les surfaces de capture individuelles (21) des élé-
ments capteurs puissent étre disposées en principe
le long d’une trajectoire circulaire (23).

Dispositif palpeur selon les revendications 1 ou 2 est
caractérisé en ce que les plusieurs éléments cap-
teurs sont disposés en rangées et en colonnes.

Dispositif palpeur selon une des revendications pré-
cédentes est caractérisé en ce que les interstices
entre les plusieurs éléments capteurs adjacents sont
inférieures aux dimensions de la surface de capture
individuelle en question (21) des éléments capteurs
adjacents.

Dispositif palpeur selon une des revendications pré-
cédentes est caractérisé en ce qu’une capacité de
résolution dans une zone de la matrice de capteurs
(22) se distingue de la capacité de résolution dans
une autre zone de la matrice de capteurs (22).

Dispositif palpeur selon une des revendications pré-
cédentes est caractérisé en ce qu’une partie des
plusieurs éléments capteurs est disposée le long
d’au moins deux lignes.

Dispositif palpeur selon la revendication 6 est carac-
térisé en ce qu’a I'aide d’au moins deux linges est
formée une intersection d’axes.

Dispositif palpeur selon les revendications 6 ou 7 est
caractérisé en ce que les éléments capteurs dis-
posés le long d’au moins deux lignes, sont formés
tous comme éléments capteurs linéaires (52).

Dispositif palpeur selon une des revendications pré-
cédentes est caractérisé en ce que les plusieurs
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éléments capteurs comprennent des éléments cap-
teurs munis au moins d’'une surface de capture in-
dividuelle (61) étant en partie circonférentielle et que
la surface de capture individuelle (61) étant au moins
en partie circonférentielle, entoure toujours, au
moins en partie, 'ouverture d’un orifice intérieur.

Dispositif palpeur selon la revendication 9 est carac-
térisé en ce que la surface de capture individuelle
étant au moins en partie circonférentielle (61) est
agenceée essentiellement le long d’une trajectoire cir-
culaire, les rayons des trajectoires circulaires con-
cernés se distinguant les un des autres.

Dispositif palpeur selon les revendications 9 ou 10
est caractérisé en ce que la surface de capture in-
dividuelle d’'un des éléments capteurs entoure au
moins en partie la surface de capture d’'un des autres
éléments capteurs.

Dispositif palpeur selon une des revendications pré-
cédentes est caractérisé en ce que les plusieurs
éléments capteurs comprennent des éléments cap-
teurs optiques.

Dispositif palpeur selon la revendication 12 est ca-
ractérisé en ce que dans la zone de la matrice de
capteurs (22) est disposée une source lumineuse
pour assurer I'éclairage der la surface de 'objet a
contréler.

Dispositif palpeur selon une des revendications pré-
cédentes est caractérisé en ce que les plusieurs
éléments capteurs comprennent des éléments cap-
teurs inductifs.

Dispositif palpeur selon une des revendications pré-
cédentes est caractérisé en ce que les plusieurs
éléments capteurs comprennent des éléments cap-
teurs magnéto-optiques.

Dispositif palpeur selon une des revendications pré-
cédentes est caractérisé en ce que dans la zone
de la matrice de capteurs (22) est disposée une bo-
bine électrique.

Dispositif palpeur selon une des revendications pré-
cédentes est caractérisé en ce qu’un ou tous les
plusieurs éléments capteurs sont agenceés sur un
élément de construction électronique intégré dans
le capteur.

Dispositif palpeur selon une des revendications pré-
cédentes est caractérisé en ce qu’un ou tous les
plusieurs éléments capteurs sont congus comme
élément de construction.

Méthode de balayage sans contact de la surface
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d’un objet, en particulier d'une piéce de monnaie,
d’un jeton monétiforme ou des piéces similaires, a
I'aide d’un dispositif palpeur étant doté d’'un capteur
pourvu de plusieurs éléments capteurs présentant
chacun une surface de capture individuelle (21) et
les plusieurs éléments capteurs formant une matrice
de capteurs (22), est caractérisé en ce que le pro-
cédé de balayage comprend les étapes suivantes :

a) positionner I'objet en face de la matrice de
capteurs (22) ;

b) sélectionner par voie électronique un nombre
défini d’éléments capteurs ;

c) adresser individuellement par voie électroni-
que les éléments capteurs sélectionnés pour
détecter par balayage au moins une propriété
physique de I'objet plat ; et

d) évaluer au moins une des propriétés physi-
ques deétectées par balayage de I'objet plat.

Procédé selon la revendication 19 est caractérisé
en ce que conformément a I'étape de procédé c)
lors de I'adressage individuel par voie électronique
les éléments capteurs sont adressés en paralléle.

Procédé selon la revendication 19 ou 20 est carac-
térisé en ce que dans I'étape de procédé b) les élé-
ments capteurs choisis sont sélectionnés de sorte
que les surfaces de capture individuelles concer-
nées sont agenceées le long d’'une courbe géométri-
que préalablement définie.

Procédé selon la revendication 21 est caractérisé
en ce que la courbe géométrique préalablement dé-
finie a la forme d’une trajectoire circulaire.

Procédé selon les revendications 19 a 22 est carac-
térisé en ce que les étapes de b) jusqu’a d) du pro-
cédé de balayage sont exécutées pour au moins une
partie des éléments capteurs sélectionnés, le nom-
bre d’éléments capteurs sélectionnés pouvant étre
contournés au moins partiellement par un autre nom-
bre d’éléments capteurs sélectionnés.

Procédé selon les revendications 19 a 23 est carac-
térisé en ce que moyennant d’une partie des plu-
sieurs éléments capteurs le centre de'objet plat peut
étre déterminé.

Procédé selon la revendication 24 est caractérisé
en ce que le nombre d’éléments capteurs sélection-
nés et/ou au moins un autre nombre d’éléments cap-
teurs choisis peut étre sélectionné en fonction de la
définition du centre de la surface de I'objet.

Procédé selon la revendication 25 est caractérisé
en ce que le nombre d’éléments sélectionnés et/ou
au moins un autre nombre d’éléments capteurs sé-
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lectionnés sont choisis de sorte que la courbe géo-
métrique, en fonction du centre de la surface de I'ob-
jet, suit une trajectoire centrée.

Procédé selon les revendications 19 a 26 est carac-
térisé en ce que durant I'exécution de I'étape c) du
procédé de balayage I'objet a contrbler est fixé de
maniére relative par rapport a la matrice de capteurs
(22).

Procédé selon les revendications 19 a 26 est carac-
térisé en ce que durant I'exécution de I'étape c) du
procédé de balayage I'objet a contrbler est mis en
mouvement de maniére relative par rapport a la ma-
trice de capteurs (22).

Dispositif destiné au balayage sans contact de la
surface d’'un objet, en particulier d’'une piece de mon-
naie, d’'un jeton monétiforme ou d’une piéce similai-
re, selon une des revendications 1a 18, lelong d’'une
trajectoire plusieurs dispositifs palpeurs sont agen-
cés, I'objet a contrdler pouvant étre déplacé de sorte
qu’une des matrices de capteurs des plusieurs dis-
positifs palpeurs soit toujours placée en face de I'ob-
jet.
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